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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　インクを吐出するためのノズルを有する複数のインク室と；前記インク室に連通し、前
記ノズルからインクが吐出される際に外部からインクを供給するための供給口を有するイ
ンク供給流路と；前記インク室に連通し、外部にインクを排出するための排出口を有する
インク排出流路と；前記インク室のそれぞれに配置されたアクチュエータと、を有するイ
ンクジェットヘッドであって、
　前記インク供給流路の流路断面積は、前記供給口から離れるにしたがって、前記インク
供給流路の重力方向における深さが常に浅くなることで減少し、かつ前記インク供給流路
の側壁の一部は、ダイヤフラムで構成され、
　前記インク排出流路の流路断面積は、前記排出口から離れるにしたがって、前記インク
排出流路の重力方向における深さが常に浅くなることで減少し、
　前記ダイヤフラムにより構成される前記インク供給流路の側壁の一部は、前記インク供
給流路の傾斜する天面である、インクジェットヘッド。
【請求項２】
　前記ダイヤフラムは、振動可能な金属膜または樹脂膜である、請求項１に記載のインク
ジェットヘッド。
【請求項３】
　請求項１または２に記載のインクジェットヘッドを具備するインクジェット装置。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、インクジェットヘッド、およびそれを備えるインクジェット装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　インクジェットヘッドは、インク供給源からインクを供給される共通インク室と；共通
インク室に連通し、かつノズルを有する複数のインク室と；インク室のそれぞれに配置さ
れたアクチュエーター（例えばピエゾ素子）とを有することがある。アクチュエータがイ
ンク室内のインクに圧力を与えることで、ノズルからインクが吐出される。
【０００３】
　インクをノズルから適切に吐出するには、アクチュエータによる圧力を、ノズルからイ
ンクを吐出させる力に、効率的に変換することが好ましい。ところが、アクチュエータに
よる圧力は、ノズルからインクを吐出させる力と、インクを共通インク室にむかわせるた
めの力とに分散されやすいという問題がある（特許文献１を参照）。
【０００４】
　また、インクジェットヘッドの内部のインクにエアーが混入したり、インクジェットヘ
ッドのノズルが目詰まりしたりして、適切なインク吐出ができないことがある。そこで、
インクジェットヘッドのインクを循環させる（外部からインクジェットヘッドにインクを
供給し、インクジェットヘッドからインクを排出する）ことで、エアー混入やノズルつま
りを低減させることが提案されている（特許文献２を参照）。インクジェットヘッドのイ
ンクを循環させるには、前記共通インク室のインクのみを循環させる態様と、前記共通イ
ンク室のインクと前記インク室のインクとを合わせて循環させる態様とがある。
【０００５】
　図１には、前記共通インク室のインクと前記インク室のインクとを合わせて循環させる
態様の例が示される（特許文献２を参照）。インク供給流路１００とインク排出流路１１
０とが、共通インク室を構成している。インク室１２０Ａ～１２０Ｃは、それぞれインク
供給流路１００およびインク排出流路１１０と連通している。つまり、インク室１２０Ａ
～１２０Ｃは、連通口１６０Ａ～１６０Ｃを介してインク供給流路１００と連通し；連通
口１７０Ａ～１７０Ｃを介してインク排出流路１１０と連通している。また、インク室１
２０Ａ～１２０Ｃには、それぞれアクチュエータ１３０Ａ～１３０Ｃが配置されており、
ノズル１４０Ａ～１４０Ｃが形成されている。
【０００６】
　図１に示されるように、インク供給口５００から供給され、インク供給流路１００を流
れるインクは、各インク室１２０Ａ～１２０Ｃに提供される。各インク室１２０Ａ～１２
０Ｃに提供されたインクの一部は、アクチュエータ１３０Ａ～１３０Ｃの作用により、ノ
ズル１４０Ａ～１４０Ｃから液滴として吐出され；残りのインクは、インク排出流路１１
０に提供され、インク排出口５１０から排出される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００９－１２６０１２号公報
【特許文献２】特開２００８－２５４１９６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　前述の通り、インクジェットヘッド内のインクを適切に吐出するには、アクチュエータ
の圧力を、ノズルからインクを吐出させる力に効率的に変換させることが重要であるが；
さらに、各インク室へのインクの供給量を一定にすること、つまり各インク室のインクの
圧力を一定にすることも重要である。各インク室のインクの圧力が一定でないと、各イン
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ク室のノズルから液滴として吐出されるインクの量や、吐出速度がばらつくからである。
【０００９】
　ところが、従来のインクジェットヘッドでは、共通インク室に連通している複数のイン
ク室のうち、共通インク室の供給口付近に連結しているインク室のインクには比較的高い
圧力がかかり；一方、共通インク室の供給口から離れた部位に連結しているインク室のイ
ンクには低い圧力がかかっていた。これは、共通インク室の供給口付近のインク圧力は比
較的高いのに対し、供給口付近から離れるにつれて、徐々にインク圧力が低下するためで
ある。つまり、共通インク室内のインクの圧力が均一でない、という問題があった。
【００１０】
　そこで本発明者は、共通インク室内のインクの圧力を一定にすることで、複数のインク
室のインクの圧力を一定にし、それにより、各インク室のノズルから液滴として吐出され
るインクの量や、吐出速度を一定にすることを検討した。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　すなわち本発明は、以下に示すインクジェットヘッド、およびそれを具備するインクジ
ェット装置に関する。
　[１]インクを吐出するためのノズルを有する複数のインク室と；前記インク室に連通し
、前記ノズルからインクが吐出される際に外部からインクを供給するための供給口を有す
るインク供給流路と；前記インク室に連通し、外部にインクを排出するための排出口を有
するインク排出流路と；前記インク室のそれぞれに配置されたアクチュエータと、を有す
るインクジェットヘッドであって、
　前記インク供給流路の流路断面積は、前記供給口から離れるにしたがって、前記インク
供給流路の重力方向における深さが常に浅くなることで減少し、かつ前記インク供給流路
の側壁の一部は、ダイヤフラムで構成され、前記インク排出流路の流路断面積は、前記排
出口から離れるにしたがって、前記インク排出流路の重力方向における深さが常に浅くな
ることで減少し、前記ダイヤフラムにより構成される前記インク供給流路の側壁の一部は
、前記インク供給流路の傾斜する天面である、インクジェットヘッド。
【００１２】
　[２]前記ダイヤフラムは、振動可能な金属膜または樹脂膜である、[１]に記載のインク
ジェットヘッド。
　[３]前記[１]または[２]に記載のインクジェットヘッドを具備するインクジェット装置
。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明のインクジェットヘッドは、インク共通室、好ましくはインク供給流路のインク
の圧力を均一にすることができる。よって、インク共通室に連結する複数のインク室内の
インク圧力を一定にすることができ、各インク室のノズルから吐出される液滴の量、およ
び吐出速度を一定にすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】従来のインクジェットヘッドにおける、インクの循環を示す模式図である。
【図２】本発明のインクジェットヘッドの第一の態様における、インクの流れを示す図で
ある。
【図３】本発明のインクジェットヘッドの第二の態様における、インクの流れ（循環）を
示す図である。
【図４】本発明のインクジェットヘッドの第三の態様における、インクの流れ（循環）を
示す図である。
【図５】本発明のインクジェットヘッドの作製例を示す図である。
【図６】図５Ｃに示される流路フレームの断面図である。
【図７】図５Ｃに示される流路フレームの作製例を示す図である。



(4) JP 5502497 B2 2014.5.28

10

20

30

40

50

【発明を実施するための形態】
【００１５】
　まず本発明者は、共通インク室の容量を、供給口付近から離れるにつれて、段階的また
は徐々に低下させることを検討した。それにより、共通インク室内のインク圧力は均一化
されることが見出されたものの；一方で、共通インク室の容量を変化させるだけでは、各
インク室のインク圧力を十分には一定にできないことも見出された。そこで本発明者は、
さらに共有インク室に連通する各インク室のインク圧力を一定にするために、共通インク
室に圧力調整部材として作用する振動板（ダイヤフラム）を設けるにいたった。つまり、
共通インク室に設けられたダイヤフラムは、振動することによって共通インク室内のイン
ク圧力を均一化する。
【００１６】
　本発明のインクジェットヘッドは、供給口を有するインク供給流路と；ノズルを有する
複数のインク室と；前記インク室のそれぞれに配置されたアクチュエータと、を有する。
インクジェットヘッドのインク供給流路には、外部から供給口を通してインクが供給され
る。
【００１７】
　第一の態様のインクジェットヘッドでは、インク供給流路に提供されたインクは循環す
ることなく、全てノズルから吐出される（図２参照）。
【００１８】
　第二の態様のインクジェットヘッドでは、インク供給流路に供給口とともに、排出口も
配置されている。そのため、インク供給流路に提供されたインクは、排出口から外部へ排
出されることで循環する（図３参照）。
【００１９】
　第三の態様のインクジェットヘッドでは、供給口を有するインク供給流路とともに、イ
ンク排出口を有するインク排出流路を有する。そのため、インク供給流路に提供されたイ
ンクは、各インク室を経て、インク排出流路に流れ、外部へ排出されることで循環する（
図４参照）。
【００２０】
　インク室について
　本発明のインクジェットヘッドは、複数のインク室（図２～４の１２Ａ～Ｃ参照）を有
する。複数のインク室はそれぞれ、インク供給流路（図２～４の１０参照）と連通口（図
２～４の１６Ａ～Ｃ参照）を介して連通している。１のインク供給流路に対して複数のイ
ンク室を有していればよいが、最大約１０００個のインク室を有しうる。また、インク室
の数が、２ｎ（ｎは１以上の整数）であってもよい。各インク室に配置するアクチュエー
タの数も２ｎとなりうるため、回路部品の無駄をなくすることができる。
【００２１】
　また、インクジェットヘッドがインク排出流路（図４の１１参照）を有する場合には、
複数のインク室はそれぞれ、インク排出流路と連通口（図４の１７Ａ～Ｃ参照）を介して
連通している。
【００２２】
　インク室には、インクを吐出するためのノズル（図２～４の１４Ａ～Ｃ参照）が形成さ
れている。通常は、１つのインク室に対して１つのノズルが配置される。インク室内のイ
ンクは、後述するアクチュエータ（図２～４の１３Ａ～Ｃ参照）によって圧力を加えられ
ることで、ノズルから液滴として吐出される。ノズルから吐出される液滴の容量は特に限
定されず、１～２０ｐｌの範囲でありうる。
【００２３】
　このように、インク供給流路から各インク室にインクが提供され、インク室に提供され
たインクはノズルから吐出される。ただし、インク排出流路を有する場合には、吐出され
なかった残りのインクは、インク排出流路に提供される。
【００２４】
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　アクチュエータについて
　本発明のインクジェットヘッドは、各インク室に配置されたアクチュエータを有する。
各インク室に１つまたは複数のアクチュエータが配置される。アクチュエータとは、制御
信号を実際の動きに変換する作動装置であって、ヒータ（発熱体）であったり、ピエゾ（
圧電素子）であったりするが、ピエゾであることが好ましい。アクチュエータがヒータの
場合は、サーマル方式と称され、ヒータが発熱することでインク室内のインク中に気泡を
発生させて圧力を加え、インクを吐出させる。そのため、インクの種類によっては、熱に
よって劣化する恐れがある。一方、アクチュエータがピエゾの場合は、圧電方式と称され
、ピエゾが歪むことでインク室の容量を変化させてインクに圧力を加え、インクを吐出さ
せる。
【００２５】
　アクチュエータであるピエゾは、薄膜ピエゾと積層ピエゾとに分類されうる。薄膜ピエ
ゾは、入力に対する出力応答が速いが、出力が低くなりがちである。そのため薄膜ピエゾ
は、吐出するべきインク室内のインク圧力や粘度によって吐出がばらつきやすい。そのた
め、インクの種類によっては適切な吐出ができない場合がある。一方、積層ピエゾは、入
力に対する出力応答が遅いが、出力を高めやすい。そのため積層ピエゾは、吐出するべき
インク室内のインク圧力に影響を受けにくく、安定した吐出を実現しうる。よって、本発
明のインクジェットヘッドのアクチュエーターは、積層ピエゾが好ましい場合がある。
【００２６】
　また、アクチュエータであるピエゾは、出力形態（歪み方）によって、シェアモードと
、プッシュモードと、ベンドモードとに大別されうる。本発明のインクジェットヘッドは
、いずれのモードのピエゾを採用してもよい。
【００２７】
　インク供給流路について
　本発明のインクジェットヘッドは、１または複数のインク供給流路を有する。インク供
給流路は、外部、例えばインクジェット装置のインクタンクからインクを供給されるため
のインク供給口を有する。インク供給流路は、インク供給口を上流側とするインク流路を
構成している。インク供給流路には、インクの流れに沿って、前述のインク室が複数連結
している。
【００２８】
　インク供給流路は、インクを外部へ排出するための排出口を有していなくてもよいし（
図２参照）、排出口を有していてもよい（図３の５１参照）。インク供給流路が排出口を
有しない場合には、インクの循環はなされない。また、インク供給流路が排出口を有する
場合には、インク供給流路の最も下流側に排出口を配置することが好ましい。
【００２９】
　インク供給流路に供給されるインク供給量は、特に限定されず、数ｍｌ/ｍｉｎであっ
ても、それ以上であってもよい。供給口を通してインク供給流路に供給されたインクは、
複数のインク室のそれぞれに分配提供される。
【００３０】
　インク供給流路の流路断面積は、一定でなく、上流から下流に向かって（インク供給口
から離れるにつれて）減少していることが好ましい（図２～４の１０参照）。減少すると
は、勾配をもって徐々に減少していてもよいし、段階的に減少していてもよい。インク供
給流路の上流側の流路断面積Ｓ１は５～２０ｍｍ２であることが好ましく；下流側の流路
断面積Ｓ２は２．５～１０ｍｍ２であることが好ましい。また、Ｓ１に対するＳ２の比率
（Ｓ２/Ｓ１）は１未満であればよいが、０．９～０．３であることが好ましい。インク
供給流路の流路長さは、特に限定されないが、５０～１２０ｍｍである。
【００３１】
　本発明のインクジェットヘッドのインク供給流路の壁面の一部は、振動可能な膜（図２
～４の２０，２０’参照）であることが好ましい。振動可能な膜とは、例えばダイヤフラ
ムである。ダイヤフラムは、例えば、金属膜や樹脂膜などを枠状の部材に貼り付けて、振
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動できるようにした部材である。
【００３２】
　ダイヤフラムの振幅量は、約１００ｎｍ以下に設定されることが好ましい。圧電素子の
変位量が、最大２００～３００ｎｍ程度であるからである。
【００３３】
　ダイヤフラムは、ヤング率Ｅと断面２次モーメントＩとの積ＥＩが２．９×１０－１９

ＧＰａ・ｍ４～６．２×１０－１５ＧＰａ・ｍ４の範囲に設定されることが好ましい。ヤ
ング率Ｅは、物質固有の定数である。断面２次モーメントＩは、Ｉ＝ｂ×ｈ３/１２（ｂ
：膜の幅、ｈ：膜の厚み）にて算出される。
【００３４】
　ダイヤフラムを構成する金属膜の例には、ステンレス（ヤング率Ｅ＝１９０～２２０Ｇ
Ｐａ）の膜などが含まれる。ステンレス膜の厚みは、断面２次モーメントの値が１．５×
１０―２０～２．８×１０―１６ｍ４となるように調整されればよく、ステンレス膜の幅
が約１ｍｍである場合には、１～２５μｍ、例えば２０μｍであればよい。
【００３５】
　ダイヤフラムを構成する樹脂膜は耐薬品性の高い樹脂膜であることが求められ、例えば
ポリイミド（ヤング率Ｅ＝３～５ＧＰａ）や、ポリアリルエーテルケトンの膜などである
が、特に限定されない。
【００３６】
　インク排出流路について
　本発明のインクジェットヘッドは、１また複数のインク排出流路を有しうる（図４の１
１参照）。インク排出流路を設けることで、インク室内のインクをも循環させることがで
きるので、好ましい。１つのインク供給流路に対して、１つのインク排出流路を有してい
てもよいし、複数のインク排出流路を有していてもよい。
【００３７】
　インク排出流路は、外部、例えばインクジェット装置のインクタンクにインクを排出す
るためのインク排出口を有する。インク排出流路は、インク排出口を下流側とするインク
流路を構成している。インク排出流路には、インクの流れに沿って、前述のインク室が複
数連結している。
【００３８】
　インク排出流路には、複数のインク室からインクが提供され、そのインクはインク供給
口を通して外部に排出される。
【００３９】
　インク排出流路の流路断面積は、一定であってもよいが；一定でなく、下流から上流に
向かって減少していてもよい（図４の１１参照）。減少するとは、勾配をもって徐々に減
少していてもよいし、段階的に減少していてもよい。インク排出流路の上流側の流路断面
積Ｓ３は３～１８ｍｍ２であることが好ましく；下流側の流路断面積Ｓ４は０．５～８ｍ
ｍ２であることが好ましい。また、Ｓ４に対するＳ３の比率（Ｓ２/Ｓ１）は１未満であ
ればよいが、０．９～０．３であることが好ましい。
【００４０】
　本発明のインクジェットヘッドは、１）インク供給流路の流路断面を一定にせずに、供
給口から離れるにしたがって小さくしていること、２）インク供給流路の壁面の一部を、
振動可能な膜としていること、によって特徴付けられうる。それによって、インク供給流
路内のインクの圧力を均一にして、各インク室へのインクの提供量を一定にし、各インク
室内のインクの圧力を一定にする。その結果、各インク室のノズルから吐出されるインク
の吐出スピードおよび吐出量を一定にする。
【００４１】
　上記メカニズムを、図１と図４とを対比して説明する。図１に示されるように、インク
供給流路１００に、インク供給口５００からインクが供給される。供給されたインクの一
部は、まずインク室１２０Ａに提供され、次にインク室１２０Ｂに提供され、さらにイン
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ク室１２０Ｃに提供され、以下同様に各インク室に分配される。したがって、インク供給
流路１００を流れるインク流量は、徐々に減少していく。そのため、流路断面が一定であ
るインク供給流路１００の内部のインク圧力は不均一となる。つまり、供給口５００近傍
のインク圧力は高くなり、供給口５００から離れるにつれてインク圧力は低くなる。
【００４２】
　そうすると、インク供給口５００近傍に連結されたインク室１２０Ａにはインクが多量
に提供され、インク室１２０Ａのインク圧力も高くなり；一方、インク供給口５００から
離れた部位に連結されたインク室１２０Ｃにはインクが少量しか提供されず、インク室１
２０Ｃのインク圧力も低くなる。
【００４３】
　このように、インク室１２０Ａ～１２０Ｃ内のインク圧力が一定でなくなると、各ノズ
ル１４０Ａ～１４０Ｃから液滴として吐出されるインクの量および速度も一定でなくなる
。つまり、インク室１２０Ａのノズル１４０Ａからは、相対的に、多量のインクが高速で
吐出され；インク室１２０Ｃのノズル１４０Ｃからは、相対的に、少量のインクが低速で
吐出される。
【００４４】
　これに対して図４では、インク供給流路１０に、インク供給口５０からインクが供給さ
れる。供給されたインクの一部は、まずインク室１２Ａに提供され、次にインク室１２Ｂ
に提供され、さらにインク室１２Ｃに提供され、以下同様に分配される。したがって、図
１での場合と同様に、インク供給流路１０を流れるインク流量は、供給口５０から離れる
につれて徐々に減少していく。ところが、インク供給流路１０の流路断面積は、供給口５
０から離れるにつれて減少している。したがって、インク供給流路１０を流れるインク流
量が徐々に減少したとしても、インク供給流路１０の内部のインク圧力は均一化される。
【００４５】
　そのため、各インク室１２Ａ～１２Ｃに提供されるインク量も均一化され、各インク室
１２Ａ～１２Ｃのインク圧力も一定となる。その結果、各インク室１２Ａ～１２Ｃのノズ
ル１４Ａ～１４Ｃから液滴として吐出されるインクの量および速度も一定となる。
【００４６】
　さらに、図４のインク供給流路１０の壁面の一部はダイヤフラム２０とされている。ダ
イヤフラム２０は振動可能な膜であるため、インク供給流路１０の内部のインク圧力が均
一でない場合に、インク圧力が高い箇所で拡がることで、インク供給流路１０の断面積を
拡張することができる。例えば、インク供給流路１０の上流側（供給口５０近傍）でのイ
ンク圧力が高い場合には、上流側のダイヤフラム２０が拡張し、図４の２０’に示される
状態となる。それにより、インク供給流路１０の内部のインク圧力はさらに均一化される
。
【００４７】
　以上のメカニズムにより、本発明のインクジェットヘッドのインク供給流路の内部のイ
ンク圧力は均一化される。図４を参照して説明したが、同様の構成のインク供給流路を有
する図２および図３に示されるインクジェットヘッドについても、同様にインク圧力が均
一化される。
【００４８】
　さらに、図４に示されるように、インク排出流路１１の流路断面積を、インク供給流路
１０の流路断面積と同様に変化させてもよい。インク排出流路には、インク室１２Ａから
のインクが提供され、次にインク室１２Ｂからのインクが提供され、さらにインク室１２
Ｃからのインクが提供され、以下同様に各インク室から提供される。したがって、インク
排出流路１１を流れるインク流量は、排出口５１に近づくにつれて徐々に増加していく。
そのため、図２に示されるように、インク排出流路１１の流路断面積を排出口５１に近づ
くにつれて増加させれば、インク排出流路１１内のインク圧力を均一化することができる
。
【００４９】
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　さらに、インク供給流路１０と同様に、インク排出流路１１の壁面の一部をダイヤフラ
ム２１としてもよい。ダイヤフラム２１により、インク排出流路１１内のインク圧力をよ
り均一化することができる。例えば、排出口５１近傍でのインク圧力が高い場合には、下
流側のダイヤフラム２１が拡張し、図４の２１’に示される状態となる。
【００５０】
　前述の通り、本発明のインクジェットヘッドは、インク供給流路の壁面の一部にダイヤ
フラムを有し；インク排出流路の壁面の一部にもダイヤフラムを有しうる。これらダイヤ
フラムは、インク供給流路やインク排出流路のインク圧力の均一化とともに、クロストー
クの抑制にも効果的である。クロストークとは、一のインク室でアクチュエータが作動し
てインクに圧力を加えたときに、その圧力が反動波となって、他のインク室のインクにも
伝播することをいう。ダイヤフラムは、この反動波を吸収することでクロストークを抑制
することができる。
【００５１】
　インクジェットヘッドの製造方法
　本発明のインクジェットヘッドを製造する手法は特に限定されない。以下において、イ
ンク排出流路を有する第３の態様のインクジェットヘッド（図４参照）の製造例を、図５
Ａ～Ｄを参照して説明する。
【００５２】
　本発明のインクジェットヘッドは、複数の板状部材を積層することで製造されうる。板
状部材の材質は特に限定されないが、例えばステンレス板である。
【００５３】
　図５Ｄに示されるピエゾプレートには、アクチュエータである複数のピエゾ６０が配置
されている。また、インク供給流路（図５Ｃの７１参照）の供給口７０と、インク排出流
路（図５Ｃの８１参照）の排出口８０とが形成されている。
【００５４】
　図５Ｃに示される流路フレームには、１本のインク供給流路７１と、２本のインク排出
流路８１とが形成されている。また、インク供給流路７１とインク排出流路８１との間に
は、ピエゾプレートに配置されたピエゾ６０が収納されるギャップ６１も設けられている
。
【００５５】
　図６Ａは、図５Ｃに示される流路フレームの、インク供給流路７１に沿った断面図（Ｘ
－Ｘ線の断面図）である。図６Ａに示されるように、インク供給口７０から離れるにした
がって、天面７２の深さが浅くされている。このようにして、インク供給流路７１の流路
断面は、インク供給口７０から離れるにしたがって減少する。また、図６Ａに示されるイ
ンク供給流路の天面７２は、ダイヤフラムで構成されている。ダイヤフラムが振動できる
ように、溝７３が形成されている。
【００５６】
　図６Ｂは、図５Ｃに示される流路フレームの、インク排出流路８１に沿った断面図（Ｙ
－Ｙ線の断面図）である。図６Ｂに示されるように、インク排出口８０から離れるにした
がって、天面８２の深さが浅くされている。このようにして、インク排出流路８１の流路
断面は、インク排出口８０から離れるにしたがって減少する。また、図６Ｂに示されるイ
ンク排出流路の天面８２は、ダイヤフラムで構成されていてもよい。ダイヤフラムが振動
できるように、溝８３が形成されている。
【００５７】
　流路フレームは、例えば図７Ａ～Ｃに示されるようにして作製すればよい。まず、深さ
が変化するような流路を形成したハウジング前駆体９２（図７Ａ）を用意する。それに溝
加工をしてハウジング９２’を得る（図７Ｂ）。一方、ダイヤフラム９３をエッチング加
工または、レーザ加工により作製する。ハウジング９２’の溝を塞ぐように、ダイヤフラ
ム９３を接着して流路フレーム９２’’を得る。ダイヤフラム９３は、熱拡散接合によっ
て接着されてもよいし、接着剤（ＵＶ硬化樹脂など）で接着されてもよい。
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【００５８】
　図５Ｂに示されるインク室プレートには、流路フレーム（図５Ｃ）のインク供給流路７
１とインク排出流路８１とを接続する複数の流路９０が配列されている。各流路９０の位
置と、第１プレートに配置された各ピエゾ６０の位置とを一致させる。インク室プレート
の流路９０がそれぞれ、インク室となる。
【００５９】
　図５Ａに示されるノズルプレートには、インク室プレートの流路９０のそれぞれに対応
するノズル９１が形成されている。
【００６０】
　各プレートは、接着剤によって貼り付けられたり、溶接によって貼り付けられたりして
積層されてもよいが、熱拡散接合（熱圧着）によって積層されていてもよい。
【００６１】
　インクジェット装置について
　本発明のインクジェット装置は、前述のインクジェットヘッドを具備することを特徴と
するが、それ以外は公知のインクジェット装置の部材を適宜有する。例えば、インクジェ
ットヘッドを固定する部材や、インクを塗布する対象物を載置して移動するための移動ス
テージなどを有する。
【００６２】
　インクジェット装置は、インクジェットヘッドのインクを循環させる場合には、インク
循環装置を具備する。インクの循環はポンプなどの駆動圧力で行うが、供給圧力が一定に
なるように循環タンクを介して循環させることが好ましい。インクジェット装置は、イン
クジェットヘッドのインクを、装置作動中に絶えず循環させてもよいし；断続的に循環さ
せてもよい。
【産業上の利用可能性】
【００６３】
　本発明のインクジェット装置は、各ノズルから液滴として吐出されるインク量および吐
出速度が、ノズルごとに一定にすることができる。よって、インクを塗布される被塗布物
に、均一にインクを塗布することができる。そのため、例えば有機ＥＬディスプレイパネ
ルの製造における有機発光材料を塗布形成するための装置として好ましく用いられる。
【符号の説明】
【００６４】
　１０　インク供給流路
　１１　インク排出流路
　１２Ａ、１２Ｂ，１２Ｃ　インク室
　１３Ａ，１３Ｂ，１３Ｃ　アクチュエータ
　１４Ａ，１４Ｂ，１４Ｃ　ノズル
　１６Ａ，１６Ｂ，１６Ｃ　連通口
　１７Ａ，１７Ｂ，１７Ｃ　連通口
　２０，２１　ダイヤフラム
　２０’，２１’　拡張した状態のダイヤフラム
　５０　インク供給口
　５１　インク排出口
　６０　ピエゾ
　６１　ギャップ
　７０　インク供給口
　７１　インク供給流路
　７２　インク供給流路の天面
　７３　溝
　８０　インク排出口
　８１　インク排出流路
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　８２　インク排出流路の天面
　８３　溝
　９０　流路（インク室）
　９１　ノズル
　９２　ハウジング前駆体
　９２’　ハウジング
　９３　ダイヤフラム
　９２’’　流路フレーム
　１００　インク供給路
　１１０　インク排出路
　１２０Ａ、１２０Ｂ，１２０Ｃ　インク室
　１３０Ａ，１３０Ｂ，１３０Ｃ　アクチュエータ
　１４０Ａ，１４０Ｂ，１４０Ｃ　ノズル
　１６０Ａ，１６０Ｂ，１６０Ｃ　連通口
　１７０Ａ，１７０Ｂ，１７０Ｃ　連通口
　５００　インク供給口
　５１０　インク排出口

【図１】 【図２】
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